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※概要（Summary ）： 

再生医療・創薬分野において細胞を効率的に培養、

解析する技術が求められている。この際の培養面に用

いるため、半導体微細加工技術を利用し SiN 自立膜

（膜厚 1 µm）に多数の微小孔（寸法 2～9 µm）が形

成された細胞解析用デバイスを開発した。 

 

※実験（Experimental）： 

○窒化シリコン薄膜の形成と膜厚測定のために下記

装置を利用した。 

・プラズマ CVD 装置 

・光学干渉式膜厚測定装置 

○ガラスマスクの作製のために下記装置を利用した。 

・レーザビーム露光装置 

・超純水製造装置 

・ドラフトチャンバー（塩ビ） 

・ドラフトチャンバー（SUS） 

本デバイスの製作プロセスを Fig.1 に示す。   

 

Fig.1 微小孔デバイスの製作プロセス 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

今回得られた微小孔デバイスの全体（a）と培養面

となる SiN 自立膜に形成された 2µm 丸（b）, 5µm 角

（c）及び 9µm 角（d）の微小孔の写真を Fig.2 に示す。

いずれも寸法の揃った微小孔が得られた。また、SiN

自立膜の光透過率が 400～800 nm の波長域に渡って

約 90%であり、本デバイスの培養面の透明性が極めて高

いことが分かった。 

   

Fig.2 製作した微小孔デバイスの写真 

 

※その他・特記事項（Others）： 

今後は、本デバイス上で共培養や細胞組織モデルの構

築を行い、本デバイスの有用性を実証する。 
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